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1. はじめに 
 レーザスペックル干渉は，圧電デバイス表面を可視

化する方法であり，様々な手法が用いられている． 近
年では圧電デバイス，特に水晶振動子の動向として携

帯機器の高周波化に伴いデバイス素子を梨地面（凸凹

面）から鏡面に仕上げる方法が主に用いられている．

鏡面では水平面内振動を測るため，レーザ入射角をよ

り水平にできないのか，面外変位（面に対して垂直）

を撮れないのか等の問題が山積みであり，絶対測定は

最も大事なカテゴリの一つであった． 
最近では外部振動用セラミック振動子とレーザドッ

プラ振動計を用いた鏡面絶対変位計測を行い，併せて

レーザスペックル干渉において相関係数を用いた計測

を行うことで，直線状のプロファイルを得ることに成

功した．そこで本研究は，レーザスペックル干渉計に

対し更に進展させることを目指して，鏡面圧電デバイ

スをターゲットにした実験を行ったので報告する． 
 
2.  レーザスペックル干渉計の原理  

Fig.1 はレーザスペックル干渉計の概略図である．こ

の図ではスペックル干渉が良く起きる様に，レーザが

試料全面に当たるようにしている． 

 
3. 干渉計の実験装置 
 Fig.2は，Fig.1のレーザスペックル干渉原理を基に，

試料，レーザ，実体顕微鏡およびコリメータレンズを

用いた構成となっている．レーザの入射角は 10 度で

あり，CCD の都合によりレーザ波長は 452nm（紫）で

ある．この波長は鏡面加工された金反射を十分に抑制

できる．なお CCD は冷却式で分解能 256ｘ256 pixel お
よび輝度感度 16bit を用いている． 

＊ この研究は科研費（17K06466）の補助を受けている． 

 

 
 また干渉法にはバースト法とパルス法があるが，こ

こでは簡易なバースト法を選択した．また鏡面圧電デ

バイスには直径 10φの AT-cut 水晶振動子を用いてお

り，共振周波数は 4.09MHz である． 
 
4. 鏡面水晶振動子の測定結果 
 Fig.3 はバースト法でのレーザスペックル干渉法に

よる相互相関を用いた鏡面の振動変位結果である．こ

れから分かるように，以前報告した振動変位に近い値

を持っていることより，実験は成功したといえる． 
 

5. まとめ 
レーザスペックル干渉法を用いて，波長 452nm の鏡

面変位量を測定した結果，既存の結果と良く一致した．

今後鏡面の絶対値を測る準備を整えたい． 
 
文献： Y. Watanabe et. al., IEEE UFFC-Trans, 2004 

Fig.3. Measuring results of laser speckle methods 
 

Fig.1. Schematics of laser speckle method for 
polish surfaces. 
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Fig.2. Experiment of laser speckle interference 
methods. 
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